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@ Justierbare Verbindung etner zu messenden mit eincr aus einem MessgetSt kommenden opttschen Faser 

© Bei einer justierbaren Verbindung zweier optischer 
Fasem, insbesondere einer zu messenden Faser (MeSfaser) 
mK einer aus einem Me&gerSt kommenden Faser (Geratefa- 
ser). werden die beiden Faserenden mittels zweier cptischer 
Systeme auf einen Projektionsschirm abgebildet. Die Ger§te- 
faser ist in der Richtung z gehattert Ihr gegenuber, in der 
gleichen Richtung* ist die MeBfaser in einem Mikromanipola- 
tor in alien drei senkrecht zuetnander stehenden Richtungen 
X, y und z verschfebbar gehaltert. Bei den beiden optischen 
Systemen mussen die von den beiden Lichtquellera ausge- 
henden Strahlen in der xy-Ebene senkrecht zueinamder ver- 
^ taufen. 
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Justierbare Verbindvmg einer zu messsnden mit einer aus 
einem MeBgerat kommenden optischen Paser 



Die Erfindung betrifft cine justierbare Verbindung zweier 
optischer Pasem, insbesondere einer zu messenden Paser 
(MeBfaser) mit einer aus einem MeBgerat kommenden Paser 
(Geratefaser), mittels einer optischen Beobachtungseinrich- 
tung ftir die beiden Paserenden. 

Da die Aufgabe besteht, MeBfasem von verschiedenen Herstel- 
lern und verschiedenen Abmessungen mit einer Geratefaser zu 
verbinden, scheidet eine Steckverbiniung aus. Nimnt man eine 
in drei Ebenen und mittels Lupen-Beobachtung justierbare 
Verbindung, so erfordert die Justage wegen der geringen Ab- 
messungen - der Durchmesser der Pas erst imflachen liegt in 
der GroSenordnung von lOO^um - relativ viel Zeit. AuBerdem 
ist eine Minimierung der Kopplungsverluste nur durch eine 
elektrische SignalUberwachung, d.h. den AnschluB eines opti- 
schen Bnpfangers am Ende der MeBfaser, mbglich. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Verbindung 
einer zu messenden mit einer aus einam MeBgerat kommenden 
optischen Paser so zu gestalten, daB die Justage einfach, 
genau und in kurzer Zeit erfolgen kann. 



Diese Aufgabe wird erf indungsgemaB durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Anspruchs 1 gelost. Die aus dem MeBgerSt her- 
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ausgefUhrte Geratefaser wird in einer, vorzugsweise starren, 
Halterung gelagert und ihr gegeniiber wird die MeBfaser in 
einem Mikromanipulator gelagert, der in alien drei senkrecht 
zueinander stehenden Richtimgen verschiebbar ist. Beide Pa- 
serenden ragen ein kurzes StUck aus der Halterung und warden 
mittels zweier optischer Systeme auf einen Projektionsschirm 
vergrBBert abgebildet, Auf dem Schinn erscheinen zwei Bilder 
der beiden Paserenden, die - wenn man die beiden Paserachsen 
zur Pestlegung der z-Richt\mg nimmt - eine Justierung in der 
X- und y-Richtung ermoglichen. 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen in der 
einfachen, genauen und zeitsparenden /Irbeitsweise, die mit 
einem einfachen konstruktiven Auf wand erreicht wird. Zudem 
ISBt sich bei einer etwa 50-fachen VergrSflerung schon erken- 
nen, ob die Endflache der MeBfaser geaiigend plan geschnitten 
bzw. gebrochen wurde, womit eine vorherige Sichtkontrolle 
mittels Mikroskop entfallen kann. Weiterhin lassen sich so- 
gar Verschmutzungen auf der Paser erkennen, Auch wird die 
Geratefaser nicht mehr wie bei den biaherigen Verbindungen 
so stark beschadigt, dafl sie nach etwa 50 Messungen neu ab- 
gesetzt werden miiBte. Ond schlieBlich benbtigen die Verschie- 
betische des Mikr ©manipulators nur einen sehr kleinen Ver- 
stellbereich von etwa 10 mm. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unter- 
anspriichen angegeben. So betreffen die Anspriiche 2 bis 4 die 
Ausbildung der Paserhalterungen und die AnsprUche 5 und 6 
die des Projektionsschirms. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der Z-eichnving 
dargestellt und wird im folgenden nfiher beschrieben. Es zeigen 

Fig. 1 Bine schematische perspektivische Darstelluixg der 
justierbaren Verbind\xng und 

Pig. 2 einen Schnitt durch diese justierbare Verbindung 
ISngs der Pasemachse z mit dem Blick in Richtung 
Projektionsschirm. 
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In Pig. 1 ist hauptsachlich die Anordnxing der optischen 
Komponenten zueinander gezeigt. Dagegen sind die Kbpfe der 
beiden Paserhalterungen xind die beiden Paserenden zvm bes- 
seren Erkennen stark vergriJBert dargestellt. Die gesamte 
Einrichtvmg ist auf einer mit dem MeSgerat verbindbaren 
Bodenplatte B angeordnet. In der LSngsrichtxing z der Platte 
ist eine starre Halterxmg G fUr die aus dem MeBgerat heraus- 
gefUhrte GerStefaser GP angeordnet, Ihr gegenUber, ebenfalls 
in LSngsrichtimgy ist eine Halterung M fur die MeBfaser MP 
angeordent, die mittels eines Mikromanipulators in alien 
drei senkrecht zueinanderstehenden Richtungen x, y \md z 
verschiebbar ist. Im Bild verlaufen die einzelnen Richttm- 
gen X nach rechts, y nach oben und z schrag nach hinten. 
Die beiden optischen Systeme bestehen aus den Lichtquellen 

und Qgf den Lisensystemen und Lg und den dazugehbrigen 
Spiegelsystemen imd Sg. Die beiden Lichtquellen und 
sind oberhalb bzw, auf Hohe, die beiden Spiegel \md Sg 
\interhalb bzw. auf Hohe der Paserhalterungen G und M angeord- 
net, und die von den Lichtquellen ausgehenden Strahlen ver- 
laufen in der xy-Ebene senkrecht zueinander. (Diese Anordnung 
der Systemkomponenten ist zur besseren Veranschaulichung so 
getroff en. Es konnen auch beide Lichtquellen oberhalb xmd 
beide Spiegel unterhalb der Paserhalterungen angeordnet sein. 
Wesentlich ist nur, daS beide Lichtstrahlen in der xy-Ebene 
senkrecht zueinander verlaufen,) 

Bei der Abbildung erscheinen auf dem Schirm zwei Bilderpaare 

und der beiden Paserenden, wobei im unjustierten Pall 
die beiden Enden-Bilder eines Paares gegeneinander verscho- 
ben sind. Die Justage in der x- und y-Richtung erfolgt 
durch Einschieben der Bilder des Paares P^ bzw. auf eine 
gemeinsame Achse, und schlieBlich erfolgt die Justage in der 
z-Richt\mg durch ein Aneinanderschieben der Bildenden auf der 
den beiden Paaren gemeinsamen Achse. 
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WMhrend die Haltenzng der GerStefaser G vorzxxgsweise starr 
ist, kann es fUr aiifwendigere Justagen von Vorteil sein, 
auch diese Halterung wie die MeSgerStehaltenrng in den 
Hichtungen x, y und z verstellbar auszubilden* 

Koch universeller kann man die Verbindung einsetzen, wenn 
die MeflgerStehalterung zusatzlich in azimutaler Richtung 
drehbar ist. Dies kann mitt els eines in der xz-Ebene an- 
geordneten Drehtisches erreicht werden. Damit laBt aich 
eine modenselektive Einkopplung erzielen, was besonders 
wichtig beim Dampfungs- oder DispersionsmeBgerat iat. Damit 
wird es mbglich, in kiirzester Zeit die Dampfung bzw. Disper- 
sion fiir hohe Oder niedrige Wellenmoden zu bes tinmen. 

Der Sichtschirm besitzt praktischerweise ein RastennaB von 
beispielsweise 20yimi-Abstandlinien. Hierdurch ist eine 
exakte und moglichst verlustanne Justierung von Pas em ver- 
schiedener Kerndtzrchmesser moglich. Den GerStefaserdxiroh- 
messer wahlt man wie den grSBten MeBfaserdurchmesser. Bei- 
spielsweise kann man bei einem Geratefaserdurchmesser von 
200^um MeBfasem zwischen 200 md 50ym justieren. Dabei 
wird eine nahezu 100 ?5ige Anregung der MeBfaserapertur und 
damit auch sSmtlicher Moden erreicht. 

SchlieBlich kann man beim Pro jekt ions s chirm P statt eines 
Sichtschirms vorteilhafterweise eine yon hinten beleuchtete 
Mattscheibe verwenden. 

In Pig. 2 ist die Anordniing der einzelnen Vorrichtungsteile 
auf der Bodenplatte B gezeigt. Sie ist rechts mit einem 
JJeBgerat verbunden. Der Strahlengang der beiden lichtquellen 
• Q-| ist zu sehen, befindet sich vor der Bildebene - Uber 
die Linsen L und Spiegel S bis zum Pro jektionss chirm P ist 
gestrichelt gezeichnet. 
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Ansprliche; 

1. Juatierbare Verbindung zweier optischer Pasern, insbe- 
sondere einer zu measenden Paaer (MeBfaaer) mit einer 
aua einem MeBgerat kommenden Paser (Geratefaser) , mit- 
tels einer optischen Beobachtungaeinrichtxing ftir die 
beiden Paserenden, dadurch gekenn- 
zeichnet, aaB auf einer mit deo MeBgerfit ver- 
bindbaren Bodenplatte (B) folgende Einrichtungen ange- 
ordnet sind: 

a) In der LSngsrichtung (z) der Platte ist eine Halte- 
rxmg (G) fiir die Geratefaaer (6P) angeordnet. 

b) Ihr gegenUber, ebenfalls in der LSngsrichtung, iat 
eine Halterung (M) fUr die MeBfaser (MF) angeordnet, 
die mittels eines MikrcMnanipulators in alien drei 
senkrecht zueinander stehenden Richtungen (x, y, z) 
verschiebbar ist. 

c) Beide Halterungen haben voneinander einen kurzen Ab- 
stand von etwa 10 mm, ao daB von jeder Paser ein 
kurzes StUck frei aus der Haltenmg herausragt. 

d) Die beiden Paserenden werden mittels zweier opti- 
scher Systeme, die aus zwei Lichtquellen (Q^t Q ) 
sowie zwei Linaensystemen (L,, Lg) und den dazuge- 
hSrigen Spiegelsyatemen (S^, Sg) bestehen, auf einen 
Projektionaachirm (P) abgebildet, wobei die Syetem- 
komponenten so angeordnet sind, daB die von den bei- 
den Lichtquellen ausgehenden Strahlen in der xy-Ebene 
senkrecht zueinander verlaufen. 
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2. Faserverbindung nach Anspruch 1, d a d u r c h 

g e k e n n z e i c h n e t, daS die Halterung der 
Geratefaser (G) starr angeordnet ist. 

3. Faserverbindung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Haltervmg der 
Geratefaser (G) als in den Richtungen x, y und z ver- 
stellbarer Mikromanipulator ausgebildet ist. 

4. Faserverbindung nach Anspruch 2 oder 3f dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Halterung der 
MeUfaser (M) zusStzlich als Drehtisch zur Verstellung 
in azimutaler Richtung^ (in der xz-Ebene) ausgebildet 
ist. 

5. Faserverbindtmg nach einem der AnsprUche 2 bis 4f 
dadurch gekennzeichnet, dafl der 
Pro jektionsachinD (P) ein RastennaB besitzt, vorzugs- 
weise mit 20 ^-Abstandslinien. 

6. Faserverbindung nach einem der Ansprilche 2 bis 5$ 
dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Projektionsschirm (P) als von hint en beleuchtete Matt- 
scheibe ausgebildet ist. 



